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【手続補正書】
【提出日】平成26年6月18日(2014.6.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１及び第２の測定光を照射した被検査物からの第１及び第２の戻り光と、該第１及び
第２の測定光にそれぞれ対応する第１及び第２の参照光とをそれぞれ合成した第１及び第
２の合成光に基づいて、該被検査物の光干渉断層画像を取得する撮像装置であって、
　前記第１及び第２の合成光を波長毎に検出する検出手段と、
　前記検出手段における前記第１及び第２の合成光の重なりを低減させるように特定の波
長の光の光量を低減する低減手段と、
　前記重なりが低減した第１及び第２の合成光に基づいて、前記被検査物の光干渉断層画
像を取得する取得手段と、
　を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記検出手段が、
　前記第１及び第２の合成光を波長毎に分光する分光素子と、
　前記分光素子により波長毎に分光された第１及び第２の光を検出するセンサと、を有し
、
　前記低減手段が、前記センサにおける前記第１及び第２の光の重なりを低減することを
特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記検出手段が、前記第１及び第２の光をそれぞれ第１の領域と第２の領域に集光させ
る集光手段を有し、
　前記低減手段が、前記第１の光のうち、前記第２の領域に照射され得る波長の光の光量
を低減することを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記低減手段が、前記第１及び第２の光における特定の波長の光を遮蔽する遮蔽部材で
あることを特徴とする請求項２あるいは３に記載の撮像装置。
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【請求項５】
　前記低減手段が、前記特定の波長の光の透過率または反射率を制限する特性を持つ光学
フィルタであることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　光を発生させる光源と、
　前記光源からの光を前記第１及び第２の参照光と前記第１及び第２の測定光とに分割す
る分割手段と、
　前記被検査物に対して前記第１及び第２の測定光を走査する走査手段と、
　を有することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記低減手段が、前記光源から前記分割手段までの光路に設けられ、該光源からの光の
特定の波長の光の光量を選択的に低減することにより前記重なりを低減することを特徴と
する請求項６に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記分割手段が、前記第１及び第２の参照光と前記第１及び第２の測定光とをそれぞれ
合成し、
　前記光源から発生された光を複数に分割し、該分割された複数の光をそれぞれ参照光と
測定光とに分割し、該複数の測定光を前記被検査物において走査するように構成されるこ
とを特徴とする請求項６あるいは７に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記光源を複数有し、
　前記分割手段が、前記複数の光源から光を発生し、該発生された複数の光をそれぞれ前
記第１及び第２の参照光と前記第１及び第２の測定光とに分割し、
　前記走査手段が、前記被検査物に対して前記第１及び第２の測定光を走査することを特
徴とする請求項６あるいは７に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記第１及び第２の参照光と前記第１及び第２の測定光とをそれぞれ合成する合成手段
を有し、
　前記分割手段が、前記光源から発生された光を測定光と参照光とに分割し、該分割され
た測定光を前記第１及び第２の測定光に分割し、且つ該分割された参照光を前記第１及び
第２の参照光に分割し、
　前記走査手段が、前記被検査物に対して前記第１及び第２の測定光を走査することを特
徴とする請求項６あるいは７に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記低減手段が、前記第１及び第２の参照光の光路に設けられ、該第１及び第２の参照
光の特定の波長の光の光量を選択的に低減することにより前記重なりを低減することを特
徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　測定光を照射した被検査物からの戻り光に基づいて、第１及び第２の合成光を波長毎に
検出する検出手段と、
　前記検出手段における前記第１及び第２の合成光の重なりを低減させるように特定の波
長の光の光量を低減する低減手段と、
　前記重なりが低減した第１及び第２の合成光に基づいて、前記被検査物の光干渉断層画
像を取得する取得手段と、
　を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項１３】
　前記低減手段が、前記第１及び第２の合成光の光路に設けられ、該第１及び第２の合成
光の特定の波長の光の光量を選択的に低減することにより前記重なりを低減することを特
徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１４】
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　第１及び第２の測定光を照射した被検査物からの第１及び第２の戻り光と、該第１及び
第２の測定光にそれぞれ対応する第１及び第２の参照光とをそれぞれ合成した第１及び第
２の合成光に基づいて、該被検査物の光干渉断層画像を取得する撮像方法であって、
前記第１及び第２の合成光を波長毎に検出する検出手段における前記第１及び第２の合成
光の重なりを低減させるように特定の波長の光の光量を低減する工程と、
　前記重なりが低減した第１及び第２の合成光に基づいて、前記被検査物の光干渉断層画
像を取得する工程と、
　を有することを特徴とする撮像方法。
【請求項１５】
　前記低減する工程において、前記第１及び第２の参照光の特定の波長の光の光量を選択
的に低減することにより前記重なりを低減することを特徴とする請求項１４に記載の撮像
方法。
【請求項１６】
　測定光を照射した被検査物からの戻り光に基づいて第１及び第２の合成光を波長毎に検
出する検出手段を用いて、該被検査物の光干渉断層画像を取得する撮像方法であって、
前記検出手段における前記第１及び第２の合成光の重なりを低減させるように特定の波長
の光の光量を低減する工程と、
　前記重なりが低減した第１及び第２の合成光に基づいて、前記被検査物の光干渉断層画
像を取得する工程と、
　を有することを特徴とする撮像方法。
【請求項１７】
　前記低減する工程において、前記第１及び第２の合成光の特定の波長の光の光量を選択
的に低減することにより前記重なりを低減することを特徴とする請求項１４乃至１６のい
ずれか１項に記載の撮像方法。
【請求項１８】
　前記低減する工程において、光源からの光の特定の波長の光の光量を選択的に低減する
ことにより前記重なりを低減することを特徴とする請求項１４乃至１７のいずれか１項に
記載の撮像方法。
【請求項１９】
　請求項１４乃至１８のいずれか１項に記載の撮像方法の各工程をコンピュータに実行さ
せることを特徴とするプログラム。
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